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OBJECTIFS

WP1 – Matériaux et procédés technologies associées

Front-end MEMS
Fabrication MEMS silicium
intégration de procédés 
Si, SiC, GaN, diamant

Conception de MEMS
environnements sévères

Capteur de masse
diamant 

dopé et in
trin

sèque

Soutien Back-end
Antennes - Capteurs sans fil

Expertise croissance de diamant sur wafer
Fabrication de capteurs en diamant

Matériau SiC sur 
silicium 

Expertise épitaxie 
matériaux grand gaps

Mesures sous gaz
Modèles MEMS résonants

Détection chimique en environnements 
sévères

Applications  ‘inertiel’

Design & qualification
en g extrêmes

épitaxie SiC

SiC poly

qualific
ation des prop. méca HT ‘onwafer’

Co-design 
lecture à distance
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accélero high f/high gaccéléro high-g/high Tépitaxie SiC

Capteur de flux 
fils chauds (HW)

Design,
qualification en 
écoulements
extrêmes

Capt. 
Ecoulements
hypersoniques

Capteur 
Pression

Pilier 2 MEMS

fabrication MEMS silicium
membranes SiC

électronique de proximité

WP5 – Instrumentation avancée WP4 – Capteurs chimiques

WP2 – Capteurs écoulement en environnement sévère
WP3 – Capteurs inertiels 
hautes températures / accélérations

Suspended wires

Beam (Si oxyde)
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Articulé autour de 3 applications
L’anémométrie d’écoulements extrêmes
La mesure d’hyper accélérations
La détection de composés en milieu radiatif


